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(54) ANORDNUNG ZUM BEHANDELN SCHEIBENFORMIGER GEGENSTANDE, INSBESONDERE VON
SILIZIUMWAFERN

) Bei einer Anordnung zum Behandeln von Silizium-
wafern (4) ist ein Trager (1) zum Behandeln der Silizium-
wafer (4) vorgesehen, der liber eine Welle (2) um seine
Achse (3) in Drehung versetzbar ist. Uber der den Silizium-
wafer (4) tragenden Flache des Tragers (1) ist eine Haube
(5) angeordnet, die sich nicht mit dem Trager (1) dreht,
wenn ein scheibenférmiger Wafer (4) behandelt wird. In
den Innenraum der Haube (12) wird ein Inertgas, vornehm-
lich Stickstoff, eingeleitet, so daf die Luft aus dem von der
Haube (4) umschlossenen Raum (12) verdrdngt wird.
Dadurch wird die Bildung von Flecken durch Oxidation des
Silizium, aus dem der Wafer besteht, in Gegenwart von
Wasser und Sauerstoff verhindert.
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Die Erfindung betrifft eine Anordnung zum Behandeln scheibenférmiger Gegensténde, insbe-
sondere von Siliziumwafern, mit einem Trager fir den scheibenférmigen Gegenstand, welchem
Trager ein Antrieb zum Drehen des Tragers um seine Achse zugeordnet ist, mit oberhalb des
Tragers mundenden Leitungen, zum Zufuhren wenigstens eines Behandlungsfiuids und eines
Spuifiuids, und mit einer tber dem Trager angeordneten Haube, an die eine Leitung zum Zufiihren
eines Inertgases, beispielsweise Stickstoff, in den Innenraum der Haube angeschlossen ist.

Bei bestimmten Verfahren zum Behandeln von (Silizium-)Wafern, traten insbesondere beim
Spulen der Wafer, nachdem sie mit einem Behandlungsmedium, z.B. mit einem Atzfluid, behandelt
worden sind, insoferne Probleme auf, als sich auf der Oberfliche des Wafer Flecken bildeten.
Diese Flecken entstehen dadurch, daB die (Silizium-)Oberflache in Gegenwart von Wasser und
von Sauerstoff oxidiert wird.

Aus der US 5 487 398 A ist eine Anordnung der eingangs genannten Gattung bekannt. Bei
dieser bekannten Anordnung dient die Haube dazu, einen als geschlossenes Gefall ausgebildeten
Behalter, in dem der Trager fir den scheibenférmigen Gegenstand untergebracht ist, im Bereich
seiner oberhalb des Tragers liegenden Offnung dicht zu verschlieRen. Dabei kann Uber eine an die
Haube angeschlossene Leitung Stickstoff zugefuhrt werden, noch bevor die Haube den Behalter
dicht verschlieRt. Nachteilig bei der bekannten Anordnung ist es, dad die Haube in erheblichem
Abstand vom scheibenférmigen Gegenstand bzw. den diesen haltenden Trager angeordnet ist, so
daB sich in dem Behalter unerwiinschte Verwirbelungen und unkontrollierte Strdmungen der
Behandlungsfluide und der Spdlfiuide ergeben kénnen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, die Bildung solcher "Wasserflecken" mit einfachen
Mitteln zu vermeiden.

Gelost wird diese Aufgabe bei einer Anordnung der eingangs genannten Gattung dadurch, daB
die Haube den an dem Trager gehaltenen Gegenstand zur Ganze Uberdeckend angeordnet ist,
und daR zwischen dem Trager bzw. dem an ihm gehaltenen Gegenstand und dem unteren Ende
der Haube ein Ringspalt fur den Austritt von Behandlungsfluid und Inertgas vorliegt.

Dadurch, daR an der Oberseite des Tragers fur den scheibenférmigen Gegenstand (Wafer)
eine Haube angeordnet ist, die mit einem Inertgas, z.B. Stickstoff, beaufschlagt wird, wird die die
Bildung von Wasserflecken mit verursachende Luft aus dem ProzeRraum unmittelbar Gber dem
scheibenformigen Gegenstand (Siliziumwafer) verdrangt.

Dadurch, daR bei der Erfindung die Haube unabhangig von dem Trager fir den scheiben-
férmigen Gegenstand ausgebildet ist, also still stehen kann, ergibt sich eine einfache Konstruktion,
wobei dennoch das Zufiihren der ProzefRfluide und des Inertgases ohne weiteres maéglich ist. Das
zugefilhrte Inertgas und zugefiihrte Behandlungsfiuide werden bei der Erfindung durch die Haube
aufgebracht, wobei das zugefiihrte Inertgas unerwinschte Luft verdréngt.

Bei der erfindungsgemafen Anordnung ist die Ausfihrung und die Konstruktion des Trégers
fur den scheibenférmigen Gegenstand (Siliziumwafer) nicht wesentlich. Es kénnen beliebige, auch
bekannte Konstruktionen solcher Trager Verwendung finden.

Von besonderem Vorteil bei der erfindungsgemaRen Anordnung ist es, daR der rotierende
Trager wegen der gegenseitigen Zuordnung von Haube und Trager nach Art einer Fliehkraftpoumpe
wirkt und im Inneren der Haube einen fir die Reinigungswirkung vorteilhaften Unterdruck bewirkt.
Dabei hat man es in der Hand, den Druck, mit dem das Inertgas zugefihrt wird, durch Wahl der
Drehzah| des Tragers und der Breite des Ringspaltes zwischen Haube und Tréager auf den fur die
gewiinschte Reinigungswirkung optimalen Wert einzustellen.

In einer besonders einfachen und praktischen Ausfiihrungsform ist die erfindungsgemaiie
Anordnung dadurch gekennzeichnet, daR die Haube wie an sich bekannt, koaxial zum Trager
angeordnet ist.

In einer praktischen Ausfithrungsform der Erfindung kann vorgesehen sein, dal die Haube von
einem hohlen Tragerrohr gehalten ist, durch das die Leitungen zum Zufihren des Behandiungs-
fluids und des Spilfluids bis in den oberen Teil der Haube gefuhrt sind. Diese Ausfuhrungsform der
erfindungsgemanRen Anordnung zeichnet sich durch eine einfache Konstruktion aus und schutzt
dennoch den scheibenférmigen Gegenstand wahrend seiner Behandiung vor unerwiinschtem
Zutritt von Luftsauerstoff.

Die Verteilung von Inertgas im Innenraum der Haube ist besonders gleichméRig, wenn gemaf
einem Vorschlag der Erfindung im oberen Teil der Haube eine Dusenanordnung mit mehreren
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Dusen fur den Austritt von Uber das hohle Tragerohr zugefithrtem Inertgas vorgesehen ist.

Mit ahnlichem, vorteilhaftem Effekt kann in einer abgeanderten Ausfuhrungsform der erfin-
dungsgemaRen Anordnung vorgesehen sein, dal die Haube an ihrem dem Trager bzw. dem
Gegenstand zugekehrten Ende durch eine Wand verschlossen ist, dal in der Wand Bohrungen
vorgesehen sind, durch die Inertgas aus der Haube in den Raum zwischen der Wand und dem
scheibenférmigen Gegenstand austreten kann. Bei dieser Ausfuhrungsform wirkt sich der definierte
Raum zwischen der Wand der Haube und dem am Trager gehaltenen Gegenstand gunstig auf das
Verhindern von Zutritt von Luftsauerstoff aus.

Die zuletzt genannte Ausfuhrungsform kann sich noch dadurch auszeichnen, dal das Trage-
rohr bis zu der Wand reicht und daR die Leitungen zum Zufiihren des Behandlungsfivids und des
Spiilfiuids auf der dem Trager zugekehrten Seite der Wand minden. Bei dieser Ausfuhrungsform
wird eine raumlich besonders gunstige und einfach herzustellende Konstruktion erreicht.

Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachstehen-
den Beschreibung zweier Ausfuhrungsbeispiele der Anordnung gemaR der Erfindung.

Es zeigt: Fig. 1 eine erste Ausfuhrungsform schematisiert in Seitenansicht, teilweise
geschnitten, und Fig. 2 eine andere Ausfithrungsform in gleicher Ansicht.

Bei der in Fig. 1 gezeigten Ausfuhrungsform ist Uber einem Trager 1, der von einer Welle 2
getragen und durch einen der Welle 2 zugeordneten Antrieb um seine Achse 3 drehbar ist, eine im
Ausfohrungsbeispiel etwa glockenformige Haube 5 angeordnet. Die glockenférmige Haube 5 wird
so {iber dem Trager 1 angeordnet, daR ein auf ihm festgehaltener (Silizium-)Wafer 4 vom unteren,
offenen Ende 6 der Haube 5 zur G&nze abgedeckt wird. Zwischen dem Trager 1 und dem Wafer 4
einerseits und der glockenférmigen Haube 5 anderseits liegt ein Ringspalt 7 vor.

im Bereich des oberen Endes B der Haube 5 ist diese mit einem hohlen Tragerohr 8 verbun-
den, durch das Leitungen 10, 11 zum Zufuhren von Medien fihren. Im einzelnen sind in dem in
Fig. 1 gezeigten Ausfuhrungsbeispiel (wenigstens) eine Leitung 10 fur das Zufthren eines Behand-
lungsfiuids und eine Leitung 11 zum Zufihren eines Spulmediums, z.B. deionisiertem Wasser,
vorgesehen, die beide im Bereich des oberen Endes 8 der Haube 5 in dem von der Haube 5
umschlossenen Raum 12 ausmiinden. Durch das hohle Tragerohr 9 wird weiters als Inertgas Stick-
stoff zugefuhrt, der im Bereich des oberen Endes 8 der Haube 5 durch eine Diisenanordnung 13 in
den Raum 12 in der Haube 5 austritt. Die Disen 14 der Dusenanordnung 13 sind so ausgerichtet,
daf Stickstoff annahernd radial aus der Diisenanordnung 13 austritt und den gesamten Raum 12
gleichmaRig mit Stickstoff fulit, um Luft aus dem Raum 12 zu verdréngen.

Die in Fig. 2 gezeigte Ausfuhrungsform der erfindungsgemaien Anordnung unterscheidet sich
von der in Fig. 1 gezeigten Ausfuhrungsform vormnehmlich dadurch, daR das untere Ende der
Haube 5 durch eine Wand 20 verschiossen ist, in der mehrere, zur Achse 3, beispielsweise
zueinander im wesentlichen parallel ausgerichtete, Bohrungen 21, die uber die Flache der Wand
20 verteiit angeordnet sind, vorgesehen sind.

Weiters ist bei der in Fig. 2 gezeigten Ausfuhrungsform das Tragerohr 9 fur die Haube 5 bis zur
Wand 20 verlangert und die Leitungen 10 und 11 munden auf der dem Gegenstand 4 bzw. dem
Trager 1 zugekehrten Seite der Wand 20 aus, so daR Behandlungsfluide in Nahe des scheiben-
formigen Gegenstandes 4 (Siliziumwafer) austreten und auf diesen zentral aufgebracht werden.

An der Seitenwand der Haube 5 ist eine Leitung 22 angeschlossen, durch die Stickstoff oder
ein anderes Inertgas in den Raum 12 innerhalb der Haube 5 eingeleitet werden kann. Das in den
Raum 12 eingeleitete Gas tritt gleichméRig Uber die gesamte Flache des Gegenstandes 4 verteilt
durch die Offnungen 21 aus und bewirkt, daf Luft aus dem Raum zwischen der Wand 20 und dem
Gegenstand 4 verdrangt wird, so daf dort eine Inertgasatmosphére vorliegt.

Bei beiden Ausfuhrungsformen der erfindungsgeméfen Anordnung steht die Haube 5 still und
es dreht sich nur der Trager 1 mit dem an ihm festgehaltenen Gegenstand 4.

Um das Auflegen von Wafern 4 auf dem Tréger 1 und das Abnehmen der Wafer 4 vom Tréager
1 zu erleichtern, kann die Haube 5 aus ihrer dem Trager 1 angengherten Wirklage (Fig. 1 und 2)
wegbewegt werden.

Zusammenfassend kann ein bevorzugtes Ausfiihrungsbeispiel der erfindungsgemafen Anord-
nung zum Behandeln scheibenfdrmiger Gegenstande, insbesondere von Siliziumwafern, wie folgt
beschrieben werden:

Bei einer Anordnung zum Behandeln von Siliziumwafern 4 ist ein Trager 1 zum Behandeln der
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Siliziumwafer 4 vorgesehen, der Gber eine Welle 2 um seine Achse 3 in Drehung versetzbar ist.
Uber der den Siliziumwafer 4 tragenden Flache des Tragers 1 ist eine Haube 5 angeordnet, die
sich nicht mit dem Trager 1 dreht, wenn ein scheibenférmiger Wafer 4 behandelt wird. In den
innenraum der Haube 12 wird ein Inertgas, vornehmlich Stickstoff, eingeleitet, so dal die Luft aus
dem von der Haube 5 umschlossenen Raum 12 verdrangt wird. Dadurch wird die Bildung von
Flecken durch Oxidation des Silizium, aus dem der Wafer besteht, in Gegenwart von Wasser und
Sauerstoff verhindert.

PATENTANSPRUCHE:

1. Anordnung zum Behandeln scheibenférmiger Gegenstéande (4), insbesondere von Sili-
ziumwafern, mit einem Trager (1) fir den scheibenférmigen Gegenstand (4), welchem
Trager (1) ein Antrieb zum Drehen des Tragers (1) um seine Achse (3) zugeordnet ist, mit
oberhalb des Tragers (1) mundenden Leitungen (10, 11), zum Zufihren wenigstens eines
Behandlungsfluids und eines Spulfluids, und mit einer Uber dem Tréger (1) angeordneten
Haube (5), an die eine Leitung (9, 22) zum Zufiihren eines Inertgases, beispielsweise
Stickstoff, in den Innenraum (12) der Haube (5) angeschlossen ist, dadurch gekennzeich-
net, dal} die Haube (5) den an dem Trager (1) gehaltenen Gegenstand (4) zur Ganze
Uberdeckend angeordnet ist, und dafl zwischen dem Tréger (1) bzw. dem an ihm gehalte-
nen Gegenstand (4) und dem unteren Ende (6) der Haube (5) ein Ringspalt (7) fur den
Austritt von Behandlungsfluid und Inertgas vorliegt.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daR die Haube (5) wie an sich
bekannt, koaxial zum Trager (1) angeordnet ist.

3. 3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daf3 die Haube (6) von
einem hohlen Tragerohr (9) gehalten ist, durch das die Leitungen (10, 11) zum Zufuhren
des Behandlungsfluids und des Spliifluids bis in den oberen Teil (8) der Haube (5) gefiihrt
sind.

4. Anordnung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, da im oberen Teil (8) der Haube
(5) eine Dusenanordnung (13) mit mehreren Dusen (14) fur den Austritt von Ober das
hohle Tragerohr (9) zugefithrtem Inertgas vorgesehen ist. (Fig. 1)

5. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daf die Haube (5) an ihrem
dem Trager (1) bzw. dem Gegenstand (4) zugekehrten Ende durch eine Wand (20} ver-
schiossen ist, dal in der Wand (20) Bohrungen (21) vorgesehen sind, durch die Inertgas
aus der Haube (5) in den Raum zwischen der Wand (20) und dem scheibenférmigen
Gegenstand (4) austreten kann. (Fig. 2)

6. Anordnung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, da das Tragerohr (9) bis zur
Wand (20) reicht und daR die Leitungen (10, 11) zum Zufuhren des Behandiungsfluids und
des Spitilfluids auf der dem Trager (1) zugekehrten Seite der Wand (20) mlnden.
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